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H 0615：2021  

（2） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

新金属協会（JSNM）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格

を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規格

である。これによって，JIS H 0615:1996 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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フォトルミネッセンスによる 

シリコン結晶中の不純物濃度測定方法 

Test method for determination of impurity concentrations  

in silicon crystal by photoluminescence spectroscopy 

 

1 適用範囲 

この規格は，フォトルミネッセンス法によるシリコン単結晶中の不純物濃度の測定法及び多結晶シリコ

ンの品質評価としての不純物濃度の測定法について規定する。 

測定可能な不純物元素は，ほう素（ボロン，B），アルミニウム（Al），りん（P）及びひ素（As）で，測

定濃度範囲は，1×1011 atoms/cm3～5×1015 atoms/cm3（0.002 ppba～100 ppba）である。 

多結晶シリコンの場合は，帯溶融（Float-zone，FZ）法によって単結晶化し，測定用試料を作製する。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS H 0602 シリコン単結晶及びシリコンウェーハの 4 探針法による抵抗率測定方法 

JIS K 8541 硝酸（試薬） 

JIS K 8819 ふっ化水素酸（試薬） 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 

フォトルミネッセンス，PL（photoluminescence，PL） 

光照射によって物質中に過剰の電子及び正孔を発生させた際に，それらの発光性再結合の結果，物質か

ら放出される光 

注釈 1 半導体結晶のフォトルミネッセンスの解析から，結晶のバンド構造及び結晶中の不純物，欠陥

などの評価を行うことが可能である。 

3.2 

励起子（exciton） 


